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摘要(译)

提供了超声探头，超声成像设备，包括超声成像设备的超声成像系统以
及控制超声成像设备的方法。 根据一个方面，超声探头包括换能器，该
换能器被配置为通过以不同的发射角或彼此依赖的发射角发射平面波至
少三次来接收回波超声信号。 探头控制器，其被配置为通过从所接收的
回波超声信号确定多普勒频移并基于所确定的多普勒计算对象的速度和
对象在每个方向上的速度中的至少一个来获取超声图像。 偏移频率以及
不同的发射角或从属发射角。
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